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В рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии интенсивность упруго рассеянных электронов несет лишь малую часть информации о количестве материала, как и о распределении атомов по глубине. Рассматривая только упруго рассеянные электроны, мы теряем данные о микроструктуре материала. Определение точной структуры мишени, очередности расположения ее слоев, невозможно, если не учитывать неупруго рассеянные электроны, потери энергии на возбуждение поверхностных и объемных плазмонов. Неупруго рассеянные электроны несут в себе дополнительную информацию о порядке чередования слоёв, о их толщинах и о микроструктуре материала в целом. Получить эту информацию нам позволяет метод характеристических потерь энергии фотоэлектронов. Спектр, полученный методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, можно условно разделить на две составляющие: пики, появившиеся в следствии упругого рассеяния электронов, и фон. В фон заложена информация о неупругих рассеяниях и потерях энергии на возбуждение плазмонов. Таким образом, если составить верную математическую модель процесса, правильно отделить упругие рассеяния от неупругих, мы сможем решить проблему вычитания фона, а также получить всю необходимую информацию о структуре мишени.
В ходе данной работы мы ставили цель научится анализировать информацию, которую мы можем получить из неупруго рассеянных электронов. Для этого необходимо знать механизм рассеяния электронов в слое. Так же необходим верный учёт многократного рассеяния. Для этого мы используем матричный метод описания функции пропускания. В работе были получены экспериментальные и модельные спектры на основе теоретической модели, использующей матричный подход к описанию функции пропускания и процессов неупругого рассеяния. Экспериментальный спектр и модельный получились почти идентичны, что показывает преимущества нашего метода. При реализации модельного спектра, в него было заложена толщина слоёв. После построения спектра мы применили к нему метод вычитания фона и расчёта толщин слоёв, построенный на учёте неупругих рассеяний, в результате чего мы получили толщины, совпадающие с заданными в модели.
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